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１．概要（Summary） 

バルク yttria-stabilized-zirconia (YSZ) を用いた酸

素センサ/湿度センサは、高温高湿環境下でも動作可能

であるなど耐環境性が高く、車載市場、産機市場で利用

されている。現在、YSZ を薄膜化した湿度/酸素センサデ

バイス開発を進めている (1)。従来はスパッタ YSZ 膜をリフ

トオフしていたが、レジスト側面に YSZ 膜が堆積してプロ

セスの再現性が低いという課題があった。今回、リフトオフ

フリー化を目標にYSZ膜のエッチングプロセスを導入、改

善し、量産化に適したプロセスでセンサ動作を実現した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

光リソグラフィ装置 MA-6、汎用高品位 ICP エッチング

装置、高密度汎用スパッタリング装置 
【実験方法】 
 YSZ 膜/ポーラス Pt 電極(cathode)積層膜の YSZ 膜を

エッチングし、ポーラスPtでエッチストップさせる。YSZ 膜

エッチングのマスクとして、Pt ハードマスク、レジストマスク

を用いた。Pt ハードマスクを検討した理由は、後工程で

YSZ 膜上部に anode Pt 電極を形成するので、Pt ハード

マスクを利用して Pt/YSZ/Pt の一貫成膜による清浄な界

面形成を期待した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 PtハードマスクではPtのリデポによりYSZ表面にPtマイ

クロマスクが形成されて残渣が発生する。一方、レジストマ

スクでは残渣は発生せず、160 °Cでポストベークしてエ

ッジを寝かせたことでレジスト側面へのポーラスPtリデポも

見られない。この方法で作成したデバイスを500 °C 
で評価し、センサ特性を確認した。 
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